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Abstract (en)

The device has a sensor element i.e. complementary metal oxide semiconductor (CMOS) matrix sensor, for registering a sensor zone (308) on
material webs (300, 300", 300"). The material webs operate on a predetermined material web level in a predetermined travel direction. A light
transmitter (330) i.e. laser, produces light beam spots (334, 334', 335, 335') on the material webs, where the device determines a position of a
deviating material web level that deviates from the predetermined material web level based on the light beam spots. Independent claims are also
included for the following: (1) a material web orientation feature detecting method (2) a material web orientation feature detecting system comprising
a roller subsystem.

Abstract (de)

Es werden Vorrichtungen und Verfahren zur Detektion mindestens eines Orientierungsmerkmales (340) auf einer Materialbahn, welche in
einer vorgesehenen Materialbahnebene (300) in eine vorgesehene Materialbahnrichtung (A) verlauft, offenbart. Nach einem Aspekt umfasst
die Vorrichtung eine Sensorvorrichtung (370), welche ein Sensorelement mit mindestens einer Sensorzeile umfasst, zur Erfassung eines
Sensorbereichs (308) auf der Materialbahn. Die Vorrichtung umfasst zudem einen Lichtsender (330), um mindestens einen Lichtpunkt (334,
334') auf der Materialbahn zu erzeugen, zur Bestimmung einer Lage einer von der vorgesehenen Materialbahnebene (300) abweichenden
Materialbahnebene (300") zu bestimmen. Nach einem zweiten Aspekt umfasst das Sensorelement mindestens zwei Sensorzeilen und ist derart
ausgestaltet, dass mindestens zwei Sensorzeilen des Sensorelementes in Materialbahnrichtung wenigstens teilweise ausgelesen werden, um
in dem Sensorbereich auf der Materialbahn einen Integrationseffekt in die Materialbahnrichtung zu bewirken. Nach einem dritten Aspekt ist das
Sensorelement in einer schrag zu der vorgesehenen Materialbahnebene verlaufenden Ebene angeordnet.
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